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(57)【要約】
【課題】外形表面を処理するための表面処理支持構造ア
センブリを提供する。
【解決手段】外形表面を処理するための表面処理支持構
造アセンブリは、複数の基部構造で形成された支持構造
アレイを含み、各基部構造は、互いに動作可能に結合さ
れるとともに、長手方向軸線に沿って摺動し且つ長手方
向軸線に直交する短手方向平行移動軸線を中心に回転す
るように構成される。支持構造アレイは、支持構造アレ
イの各基部構造に結合された少なくとも1つのアプリケ
ーターヘッドを更に含み、少なくとも1つのアプリケー
ターヘッドの各々は、外形表面を処理するように構成さ
れる。追加的に、基部構造アクチュエーターは、各基部
構造に動作可能に結合されるとともに、支持構造アレイ
が外形表面に対して調整されるように長手方向軸線及び
短手方向平行移動軸線に沿って各基部構造を操作するよ
うに構成される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外形表面を処理するための表面処理支持構造アセンブリであって、前記表面処理支持構
造アセンブリが、
　複数の基部構造で形成された支持構造アレイであって、各基部構造が、互いに動作可能
に結合されるとともに、長手方向軸線に沿って摺動し且つ前記長手方向軸線に直交する短
手方向平行移動軸線を中心に回転する、支持構造アレイと、
　前記支持構造アレイの各基部構造に結合された少なくとも1つのアプリケーターヘッド
であって、前記少なくとも1つのアプリケーターヘッドの各々が前記外形表面を処理する
、少なくとも1つのアプリケーターヘッドと、
　各基部構造に動作可能に結合されるとともに、前記支持構造アレイが前記外形表面に対
して調整されるように前記長手方向軸線及び前記短手方向平行移動軸線に沿って各基部構
造を操作する、基部構造アクチュエーターと
　を備える、表面処理支持構造アセンブリ。
【請求項２】
　前記支持構造アレイが第1の取付アーム及び第2の取付アームに動作可能に結合され、且
つ前記第1の取付アーム及び前記第2の取付アームが、第1の外形形状と第2の外形形状との
間で前記支持構造アレイを調整するために操作される取付アームアクチュエーターを更に
含む、請求項1に記載の表面処理支持構造アセンブリ。
【請求項３】
　前記第1の外形形状が第1の湾曲部を備え、且つ前記第2の外形形状が第2の湾曲部を備え
る、請求項2に記載の表面処理支持構造アセンブリ。
【請求項４】
　前記第1の取付アームが第1の基部構造継手を備え、且つ前記第2の取付アームが第2の基
部構造継手を備え、且つ前記第1の基部構造継手及び第2の基部構造継手の各々が、前記支
持構造アレイに回転可能に結合されるとともに、第1の取付アーム軸線、第1の基部構造継
手軸線、第2の取付アーム軸線、及び第2の基部構造継手軸線を中心にそれぞれ回転するよ
うに構成される、請求項2に記載の表面処理支持構造アセンブリ。
【請求項５】
　前記第1の取付アームが第1の取付支柱継手を更に備え、且つ前記第2の取付アームが第2
の取付支柱継手を更に備え、且つ前記第1の支柱継手及び前記第2の支柱継手の各々が、支
持支柱に回転可能に取り付けられるとともに、それぞれの前記第1の取付アーム軸線及び
前記第2の取付アーム軸線を中心に回転するように構成される、請求項4に記載の表面処理
支持構造アセンブリ。
【請求項６】
　前記外形表面の既存の形状を検出し外形データセットを生成する、各基部構造に結合さ
れたセンサーを更に備える、請求項2に記載の表面処理支持構造アセンブリ。
【請求項７】
　前記センサーと前記基部構造アクチュエーターと前記取付アームアクチュエーターとに
通信可能に結合されたコントローラーを更に備え、前記コントローラーが、前記センサー
から信号を受信するように且つ前記外形データセットに基づいて前記支持構造アレイを操
作するために前記基部構造アクチュエーター及び前記取付アームアクチュエーターを制御
するようにプログラムされる、請求項6に記載の表面処理支持構造アセンブリ。
【請求項８】
　前記少なくとも1つのアプリケーターヘッドが、前記外形表面に表面処理を施す、研磨
ヘッド、検査ヘッド、ヒーター、UVエミッター、噴射ノズル、及びインクジェット印刷ヘ
ッドのうちの1つを含む、請求項1に記載の表面処理支持構造アセンブリ。
【請求項９】
　前記外形表面が飛行機の外面である、請求項1から8のいずれか一項に記載の表面処理支
持構造アセンブリ。
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【請求項１０】
　表面処理支持構造アセンブリを用いて外形表面を処理する方法であって、前記方法が、
　複数の基部構造から支持構造アレイを形成するステップであって、各基部構造が、互い
に動作可能に結合されるとともに、長手方向軸線に沿って摺動し且つ前記長手方向軸線に
直交する短手方向平行移動軸線を中心に回転する、ステップと、
　少なくとも1つのアプリケーターヘッドを前記支持構造アレイの各基部構造に結合する
ステップであって、前記少なくとも1つのアプリケーターヘッドの各々が前記外形表面に
表面処理を施す、ステップと、
　基部構造アクチュエーターを各基部構造に結合するとともに、前記支持構造アレイが前
記外形表面に対して調整されるように前記長手方向軸線及び前記短手方向平行移動軸線に
沿って各基部構造を操作するステップと
　を含む方法。
【請求項１１】
　前記支持構造アレイが第1の取付アーム及び第2の取付アームに動作可能に結合され、且
つ前記支持構造アレイを調整するステップが、第1の外形形状と第2の外形形状との間で前
記支持構造アレイを調整するために取付アームアクチュエーターを作動させるステップを
含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第1の外形形状と前記第2の外形形状との間で前記支持構造アレイを調整するステッ
プが、第1の湾曲部と第2の湾曲部との間で調整することを含む、請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第1の取付アームが第1の基部構造継手を備え、且つ前記第2の取付アームが第2の基
部構造継手を備え、且つ前記第1の基部構造継手及び第2の基部構造継手の各々が前記支持
構造アレイに回転可能に結合され、且つ前記支持構造アレイを調整するステップが、第1
の取付アーム軸線、第1の基部構造継手軸線、第2の取付アーム軸線、及び第2の基部構造
継手軸線を中心に前記第1の取付アーム及び前記第2の取付アームをそれぞれ回転させるス
テップを含む、請求項11に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第1の取付アームが、支持支柱に回転可能に取り付けられた第1の取付支柱継手を更
に備え、且つ前記第2の取付アームが、前記支持支柱に回転可能に取り付けられた第2の取
付支柱継手を更に備え、且つ前記支持構造アレイを調整するステップが、それぞれの前記
第1の取付アーム軸線及び前記第2の取付アーム軸線を中心に前記第1の取付支柱継手及び
前記第2の取付支柱継手を回転させるステップを更に含む、請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　各基部構造に結合されるセンサーを更に備え、各基部構造を操作するステップが、前記
センサーが前記外形表面の既存の形状を検出し外形データセットを生成するステップを含
む、請求項11に記載の方法。
【請求項１６】
　前記センサーと前記基部構造アクチュエーターと前記取付アームアクチュエーターとに
通信可能に結合されたコントローラーを更に備え、且つ前記支持構造アレイを操作するス
テップが、前記センサーから信号を受信するように前記コントローラーをプログラムする
ステップと、前記外形データセットに基づいて前記支持構造アレイを操作するために前記
基部構造アクチュエーター及び前記取付アームアクチュエーターを制御するステップとを
含む、請求項15に記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも1つのアプリケーターヘッドを前記基部構造に結合するステップが、前
記外形表面に表面処理を施すための、研磨ヘッド、検査ヘッド、ヒーター、UVエミッター
、噴射ノズル、及びインクジェット印刷ヘッドのうちの1つを含む、請求項10に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、自動表面処理アセンブリ及び表面を処理するための方法に関し、よ
り具体的には、自動表面処理支持構造アセンブリシステム及び外形表面を処理するための
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　民間航空機などの、機械の構造表面の処理及びコーティングは、長く且つ広範囲にわた
る工程である。表面処理では、多くの場合、様々な広い外形表面を含む構造表面をコーテ
ィングする必要がある。更に、構造表面をコーティングすることは、装飾的塗装を施すこ
とのみならず、工学的特性のために複数層のコーティングを施すことを含む。装飾的塗装
は、後に着色塗料及びコーティングが必要な場所に施される一連のマスキング作業を必要
とする複雑な工程により施される。これらのマスキング及び塗装作業は、外面処理が完了
するまで連続的に繰り返される。それゆえ、様々な外形表面を有する広い領域でこれらの
工程を実施するには、莫大な時間及び資源が必要となる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本開示の一態様によれば、外形表面を処理するための表面処理支持構造アセンブリが開
示される。表面処理支持構造アセンブリは、複数の基部構造で形成された支持構造アレイ
を含み、各基部構造は、互いに動作可能に結合されるとともに、長手方向軸線に沿って摺
動し且つ長手方向軸線に直交する短手方向平行移動軸線を中心に回転するように構成され
る。支持構造アレイは、支持構造アレイの各基部構造に結合された少なくとも1つのアプ
リケーターヘッドを更に含み、少なくとも1つのアプリケーターヘッドの各々は、外形表
面を処理するように構成される。追加的に、基部構造アクチュエーターは、各基部構造に
動作可能に結合されるとともに、支持構造アレイが外形表面に対して調整されるように長
手方向軸線及び短手方向平行移動軸線に沿って各基部構造を操作するように構成される。
【０００４】
　本開示の別の態様によれば、表面処理支持構造アセンブリを用いて外形表面を処理する
ための方法が開示される。方法は、複数の基部構造から支持構造アレイを形成するステッ
プであって、各基部構造が、互いに動作可能に結合されるとともに、長手方向軸線に沿っ
て摺動し且つ長手方向軸線に直交する短手方向平行移動軸線を中心に回転するように構成
される、ステップを含む。方法は、少なくとも1つのアプリケーターヘッドを支持構造ア
レイの各基部構造に結合するステップであって、少なくとも1つのアプリケーターヘッド
の各々が外形表面に表面処理を施すように構成される、ステップを更に含む。追加的に、
方法は、基部構造アクチュエーターを各基部構造に結合するとともに、支持構造アレイが
外形表面に対して調整されるように長手方向軸線及び短手方向平行移動軸線に沿って各基
部構造を操作するステップを含む。
【０００５】
　本開示の更に別の態様によれば、航空機の外面を処理するための表面処理支持構造アセ
ンブリシステムが開示される。表面処理支持構造アセンブリシステムは、複数の基部構造
で形成された複数の支持構造アレイを含み、各基部構造は、互いに動作可能に結合される
とともに、長手方向軸線に沿って摺動し且つ長手方向軸線に直交する短手方向平行移動軸
線を中心に回転するように構成される。表面処理支持構造アセンブリシステムは、各基部
構造に結合された少なくとも1つのアプリケーターヘッドを更に含み、且つ少なくとも1つ
のアプリケーターヘッドの各々は、航空機の外面に沿って外形表面を処理するように構成
される。その上、基部構造アクチュエーターは、各基部構造に動作可能に結合されるとと
もに、長手方向軸線及び短手方向平行移動軸線に沿って各基部構造を操作するように構成
される。追加的に、表面処理支持構造アセンブリシステムは、基部構造アクチュエーター
に通信可能に結合されたコントローラーであって、航空機の外面に沿った外形表面に対し
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て複数の支持構造アレイを操作するために基部構造アクチュエーターを動作させるように
プログラムされたコントローラーを含む。
【０００６】
　本明細書で開示する特徴、機能、及び利点は、種々の実施形態において個別に達成する
ことができ、又は更に他の実施形態において組み合わせてもよく、これら実施形態の詳細
については、以下の説明及び図面を参照してより良く確認され得る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図1は、本開示に従って構築された例示的なビークルの斜視図である。
【図２】図2は、例示的な外形表面及び本開示による表面処理支持構造アセンブリの斜視
図である。
【図３】図3は、本開示による例示的な表面処理支持構造アセンブリ及び作業領域の断面
図である。
【図４】図4は、本開示による表面処理支持構造アセンブリの別の実施形態の斜視図であ
る。
【図５】図5は、本開示による表面処理支持構造アセンブリの追加の実施形態の斜視図で
ある。
【図６】図6は、本開示による図5の表面処理支持構造アセンブリの基部構造の実施形態の
拡大斜視図である。
【図７】図7は、本開示による例示的な制御及び通信システムの概略図である。
【図８】図8は、本開示による表面処理支持構造アセンブリを用いて外形表面を処理する
例示的な方法を図示するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図面が必ずしも原寸に比例したものではなく、開示の実施形態が、図式的に、概略的に
、且つ場合により部分図で示されることを理解すべきである。ある特定の例では、開示の
方法及び装置の理解に必ずしも必要でなく且つ他の詳細を理解し難くする詳細が省略され
ている場合がある。以下の詳細な説明が単に例示的なものであって用途又は使用を制限す
るように意図されたものではないことを更に理解すべきである。そのようなものとして、
本開示が、単に説明の便宜上、例示的実施形態において描かれ説明されているが、本開示
は、数多くの他の実施形態において、及び本明細書で示されない又は説明されない種々の
システム及び環境内において実行されてもよい。
【０００９】
　以下の詳細な説明は、本開示を実行するための方法と装置との両方を提供するように意
図されたものである。本開示の実際の範囲は、添付の特許請求の範囲により定義される。
【００１０】
　図1を参照すると、ビークル20が図示されている。ビークル20の非限定的な一例は航空
機の例である。しかしながら、本開示は、他の種類のビークル及び機械にも適用できる。
図示のように、ビークル20は、胴体24と、翼部26と、尾部セクション28とを含む機体22を
有するように構成される。追加的に、1つ又は複数の推進ユニット30は、ビークル20を進
行方向に推進させるために各翼部26に結合される。更に、各翼部26は胴体24に固定して取
り付けられ、且つ推進ユニット30は翼部26の下側表面に取り付けられるが、推進ユニット
30の他の取付位置も可能である。いくつかの実施形態において、各翼部26は、胴体24に沿
った略中央位置に位置決めされ、且つ各翼部26は、複数のフラップ32と、前縁装置34と、
周縁装置36（すなわち、小翼）とを含むように構成される。その上、ビークル20の動作中
に、フラップ32、前縁装置34及び周縁装置36は、ビークル20を制御し安定させるために複
数の位置において調整されることが可能である。例えば、フラップ32及び前縁装置34は、
翼部26の所望の揚力特性をもたらすためにいくつかの異なる位置において調整可能である
。追加的に、機体22の尾部セクション28は、エレベーター38、方向舵40、垂直安定翼42、
及び水平安定板44などの、ビークル20の他の安定及び操縦機能を提供する構成要素を含む



(6) JP 2018-94547 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

。
【００１１】
　図2は、尾部セクション28が取り付けられた、胴体24の非限定的な一例を図示している
。一般に、胴体24及びビークル20の他の構成要素は、アルミニウム、アルミニウム合金、
チタン、炭素複合材、又は他の既知の材料から構築される。その上、胴体24は、胴体24の
前部として表される機首部分46と、胴体24の後部として表される尾部セクション28とを含
む、ビークル20の管状構造を形成する。胴体24の外側表面は、機首部分46と尾部セクショ
ン28との間の胴体24の長さに沿って変化する寸法及び凹凸形状を有する。結果として、胴
体24は、多くの場合、外形表面48又は輪郭を有するものとして説明される。一実施形態に
おいて、外形表面48は、胴体24及び他のビークル20構成要素の一連の変化する表面幾何学
形状により形成された様々な表面輪郭を含む。例えば、機首部分46から胴体24に沿って尾
部セクション28に移動するにつれて、外形表面48は、限定されるものではないが、胴体24
の直径の増加、胴体24の直径の減少、凸面、凹面、若しくは他のかかる表面幾何学形状、
及び輪郭、又はこれらの組み合わせなどの、変化する幾何学形状及び輪郭を呈する。
【００１２】
　ビークル20の製造及び／又は保守点検の際に、胴体24及び他のビークル構成要素は、作
業領域50内に位置決めされ、1つ又は複数の製造及び／又は定期的保守点検ステップのた
めに準備される。いくつかの実施形態において、ビークル20の製造及び／又は保守点検は
、胴体24、翼部26（図1）、尾部セクション28、又はビークル20の他の部分に沿って外形
表面48上に表面処理層51を施すことを含む。一般に、外形表面48に沿って表面処理層51を
施すことは、外形表面48の洗浄、研磨、下塗り、塗装、保護、硬化、検査、修理、又は他
の既知の表面処理の1つ又は複数を含む。その上、表面処理層51の非限定的な一例は、ビ
ークル20が遭遇する過酷な環境条件に対する表面保護を提供するだけでなく、あるビーク
ル20と別のビークルとを識別し区別するのに役立つ装飾デザインを胴体24に付与する、装
飾的塗装コーティングを施すことを含む。追加的に、いくつかの実施形態において、表面
処理層51は、プライマーコーティング、接着促進剤、ベースコート、クリアコート、塗装
コート、及び他の表面処理層などの複数層で構成され、且つ外形表面48に施される。
【００１３】
　図2に更に図示するように、ビークル20は、各翼部26（図1）及び他の構成要素をビーク
ル20に取り付けるか又は別様に結合する前に、作業領域50内に胴体24を位置決めすること
により表面処理のために準備される。しかしながら、限定されるものではないが、ビーク
ル20の保守点検又は整備の際になどの、代替的な実施形態では、翼部26（図1）、尾部セ
クション28及び他の構成要素が既に取り付けられた完全に組み立てられたビークル20にお
いて外形表面48の表面処理が可能である。例えば、いくつかの例では、ビークル20の外面
が動作時に損傷を受け、損傷を修復するために外形表面48の修理が必要となる。結果とし
て、完全に組み立てられたビークル20が、作業領域50内に位置決めされて、1回又は複数
回の表面処理のために準備される。
【００１４】
　表面処理の開始前に、胴体24は、複数の無人搬送車52（AGV）により作業領域50に搬送
される。AGV52は、ビークル20を適切に支持するために胴体24の下側に沿って位置決めさ
れ、且つ胴体24を所定位置に移動させるように構成される。図2は4つのAGV52の使用を示
しているが、他の数の（すなわち、より少ない又は多い）AGV52も勿論可能である。AGV52
が胴体24を作業領域50に移動させた時点で、1つ又は複数の構造は、表面処理の際に支持
するために胴体24の下側に沿って位置決めされる。いくつかの実施形態において、ビーク
ル機首支持構造54は、胴体24の機首部分46の下側に位置し、且つ少なくとも1つのビーク
ル中央支持構造56は、胴体24の中央部分の真下に位置決めされる。追加的に、ビークル機
首支持構造54及びビークル中央支持構造56が図2に示されているが、1つ又は複数の追加の
支持構造は、限定されるものではないが、尾部セクション28の真下又はビークル機首支持
構造54とビークル中央支持構造56との間の任意の場所などの、支持を必要とする胴体24に
沿った他の場所に配置することができる。
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【００１５】
　非限定的な一実施形態において、機首支持構造54及びビークル中央支持構造56は、1組
のビークル支持構造レール58により作業領域50の床57に摺動可能に結合される。機首支持
構造54及びビークル中央支持構造56は、ビークル支持構造レール58に沿って摺動し、且つ
胴体24又はビークル20の他の構成要素が適切に支持されることを確実にするために胴体24
の真下に位置決めされる。更に、機首支持構造54及びビークル中央支持構造56は、AGV52
を妨害せずにビークル支持構造レール58に沿って移動できるように構成される。結果とし
て、AGV52は、表面処理の際に胴体24又はビークル20の他の構成要素を支持するために機
首支持構造54及びビークル中央支持構造56と共に使用することが可能である。図2は胴体2
4及びビークル20の他の構成要素を移送及び支持するためのAGV52並びに機首支持構造54及
びビークル中央支持構造56の使用を図示しているが、胴体24及び他のビークル20構成要素
を位置決めし、支持し、且つ移送する他の方法も可能であることが当業者に知られている
。
【００１６】
　更に図2に図示するように、作業領域50は、ビークル20の外形表面48に表面処理層51を
施すか又は別様に表面処理層51を用いて外形表面48を処理するように構成される少なくと
も1つの表面処理支持構造アセンブリ60を備える。いくつかの実施形態において、表面処
理支持構造アセンブリ60は、作業領域50内において表面処理支持構造アセンブリ60を支持
し移動させるように構成される、オーバーヘッドガントリー62に取り付けられる。非限定
的な一例において、オーバーヘッドガントリー62は、表面処理の際に胴体24又はビークル
20の他の構成要素を収容する作業領域50の長さL－Lにわたって延在するオーバーヘッドガ
ントリー構造62に取り付けられる。オーバーヘッドガントリー62は、表面処理支持構造ア
センブリ60がビークル20の外形表面48を処理するときにオーバーヘッドガントリー構造62
に沿って表面処理支持構造アセンブリ60を移動させるように構成される。更に、非限定的
な一例において、表面処理支持構造アセンブリ60は、表面処理支持構造アセンブリ60をオ
ーバーヘッドガントリー62に結合する取付支柱64を含む。
【００１７】
　追加的又は代替的に、表面処理支持構造アセンブリ60は、胴体24を作業領域50に出入り
させるために使用されるAGV52と同様に、表面処理支持アセンブリ無人搬送車（AGV）66に
装着される。表面処理支持アセンブリAGV66は、表面処理支持構造アセンブリ60がビーク
ル20の外形表面48を処理するときに作業領域50の床57の長さL－Lに沿って移動するように
構成される。一実施形態において、表面処理支持アセンブリAGV66は、胴体24に並べて位
置決めされるとともに、作業領域50の床57の長さL－Lの長さに沿って延在するように構成
される、1組の表面処理AGVレール68に結合される。更に、いくつかの実施形態は、胴体24
が2組の表面処理AGVレール68間に位置決めされて2組の表面処理AGVレール68間の略中央に
位置することが可能であるように作業領域50内に離間して配置される2組の表面処理AGVレ
ール68を含む。結果として、1つ又は複数の表面処理支持構造アセンブリ60は、外形表面4
8の表面処理の際に胴体24の両側に位置決めされることが可能である。代替的な実施形態
において、表面処理支持アセンブリAGV66は、表面処理AGVレール68に装着される必要のな
い1組の車輪又は他の地面係合要素を有するように構成される。結果として、表面処理支
持アセンブリAGV66は、表面処理支持構造アセンブリ60がビークル20の外形表面48を処理
する間に1組の車輪又は他の地面係合要素により作業領域50の床57に沿って進む。いくつ
かの実施形態において、複数の表面処理支持構造アセンブリ60は、1つ又は複数の表面処
理支持構造アセンブリ60がオーバーヘッドガントリー62と1つ又は複数の表面処理支持ア
センブリAGV66との両方に装着されるように外形表面48の表面処理に使用される。オーバ
ーヘッドガントリー62及び／又は表面処理支持アセンブリAGV66は、表面処理支持構造ア
センブリ60の各々を外形表面48に隣接して位置決めするために胴体24の周りに配設される
。結果として、オーバーヘッドガントリー62及び／又は表面処理支持アセンブリAGV66に
装着された複数の表面処理支持構造アセンブリ60は、外形表面48の表面処理のために、管
状胴体24の外周又は他の表面寸法を完全にカバーする。



(8) JP 2018-94547 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

【００１８】
　ここで図3～図4を参照すると、作業領域50の代替的な実施形態が図示されている。作業
領域50は、床57に形成された床ピット72を含み、且つ床ピット72は、作業領域50の長さL
－L（図2に示す）にわたって延在するように構成される。追加的に、床ピット72は、ピッ
トガントリー74に動作可能に取り付けられる少なくとも1つの表面処理支持構造アセンブ
リ60を支持し移動させるように構成されたピットガントリー74を含む。一般に、ピットガ
ントリー74は、床ピット72の底部から上方に延伸するように構成されるとともに、各表面
処理支持構造アセンブリ60の取付支柱64に対して1つ又は複数の取付点76を提供する。更
に、ピットガントリー74は、胴体24の外形表面48を処理しながら1つ又は複数の表面処理
支持構造アセンブリ60を床ピット72の長さL－L（図2）に沿って移動させることが可能で
あるように、床ピット72内に配置された基底構造に取り付けられる。いくつかの実施形態
において、ピットガントリー74は、胴体24又はビークル20の他の構成要素の下側に沿って
外形表面48を処理するように位置決めされる1つ又は複数の表面処理支持構造アセンブリ6
0を支持する。しかしながら、ピットガントリー74及び1つ又は複数の表面処理支持構造ア
センブリ60は、必要に応じて1つ又は複数の表面処理支持構造アセンブリ60を外形表面48
に沿って位置決めするように調整可能である。
【００１９】
　更に図3～図4に示すように、オーバーヘッドガントリー62及びピットガントリー74は両
方とも、少なくとも1つの表面処理支持構造アセンブリ60に動作可能に結合するための少
なくとも1つの取付点76を有するように構成される。いくつかの実施形態において、オー
バーヘッドガントリー62及びピットガントリー74の各々は、2つ以上の表面処理支持構造
アセンブリ60に動作可能に結合され、且つ各表面処理支持構造アセンブリ60は、表面処理
支持構造アセンブリアレイ77を形成するように胴体24の外形表面48に隣接して位置決めさ
れる。非限定的な一例において、複数の表面処理支持構造アセンブリアレイ77は、胴体24
の外形表面48を実質的に取り囲む（すなわち、周方向に取り囲む）ように配設される。結
果として、表面処理層51（図2）は、ピットガントリー74及びオーバーヘッドガントリー6
2が胴体24に沿って移動するときに外形表面48に周方向に施される。ピットガントリー74
及びオーバーヘッドガントリー62は、互いに個別に制御され動作させられる。しかしなが
ら、非限定的な一例において、ピットガントリー74及びオーバーヘッドガントリー62は、
胴体24に沿って同時に移動して外形表面48を処理するように同期される。代替的な実施形
態において、ピットガントリー74及びオーバーヘッドガントリー62は、互い違いに位置決
めされるとともに、これらガントリーが胴体24に沿って移動するときに外形表面48の異な
る部分を処理する。その上、更に追加の実施形態では、ピットガントリー74又はオーバー
ヘッドガントリー62の一方が静止位置に維持され、その間、ピットガントリー74又はオー
バーヘッドガントリー62の他方を胴体24の外形表面48に沿って移動させる。
【００２０】
　追加的に、ピットガントリー74及びオーバーヘッドガントリー62は、ビークル20及び作
業領域50の構成要素との干渉を最小限に抑えるために、複数の表面処理支持構造アセンブ
リアレイ77を位置決めする。図4に図示するように、オーバーヘッドガントリー62及びピ
ットガントリー74は各々、2つの表面処理支持構造アセンブリアレイ77を有するように構
成され、各表面処理支持構造アセンブリアレイ77は、4つの表面処理支持構造アセンブリ6
0を含む。しかしながら、表面処理支持構造アセンブリアレイ77の各々において他の数及
び構成の表面処理支持構造アセンブリ60も可能である。
【００２１】
　非限定的な一例において、垂直安定翼42と、水平安定板44と、他の何らかの構成要素と
を含む、尾部セクション28は、外形表面48の表面処理の際に胴体24に取り付けられる。ピ
ットガントリー74及びオーバーヘッドガントリー62に取り付けられた複数の表面処理支持
構造アセンブリアレイ77は、垂直安定翼42及び他のビークル20構成要素との干渉を最小限
に抑える（すなわち、これらとの接触を避ける）ように配設される。その上、複数の表面
処理支持構造アセンブリアレイ77は、ピットガントリー74が尾部セクション28を通り過ぎ
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るときに、ピットガントリー74に取り付けられた複数の表面処理支持構造アセンブリ60が
水平安定板44の真下を通過するように配設される。更に、複数の表面処理支持構造アセン
ブリアレイ77は、オーバーヘッドガントリー62が尾部セクション28を通り過ぎるときに、
オーバーヘッドガントリー62に取り付けられた複数の表面処理支持構造アセンブリ60が垂
直安定翼42の両側を通過するように配設される。図3は、尾部セクション28とピットガン
トリー74とオーバーヘッドガントリー62と複数の表面処理支持構造アセンブリアレイ77と
の相互作用を図示しているが、ピットガントリー74、オーバーヘッドガントリー62及び複
数の表面処理支持構造アセンブリ60がまた、限定されるものではないが、各翼部26及び推
進ユニット30及び他のかかる構成要素（図1を参照）などの、ビークル20の他の構成要素
との干渉を最小限に抑えるように構成されることが理解される。
【００２２】
　更に、ピットガントリー74及びオーバーヘッドガントリー62は、ビークル中央支持構造
56、ビークル機首支持構造54（図2）並びに作業領域50内に存在する他の構造及び設備と
の干渉を最小限に抑える（すなわち、これらとの接触を避ける）ために、複数の表面処理
支持構造アセンブリ60を位置決めする。上で説明したように、ビークル中央支持構造56及
びビークル機首支持構造54（図2）などの支持構造は、作業領域50に位置するとともに、
外形表面48の表面処理の際に胴体24及びビークル20の他の構成要素を支持するように構成
される。非限定的な一例において、ビークル中央支持構造56は、床57に略平行であるとと
もに胴体24の下側部分を支持する水平部分78を含む。ビークル中央支持構造56の水平部分
78は、胴体24から離れる方向に、作業領域50の床57に支持されるか又は別様に固定される
ビークル中央支持構造56の垂直部分80に短手方向に延伸する。その上、ビークル中央支持
構造56の垂直部分80は、床ピット72の短手方向外側に位置決めされるとともに、ビークル
中央支持構造56の領域84が胴体24の真下のビークル中央支持構造56の水平部分78及び垂直
部分80により画定されるような高さ82を有するように構成される。ビークル中央支持構造
56の領域84は、ピットガントリー74及び複数の表面処理支持構造アセンブリアレイ77が外
形表面48の表面処理の際にビークル中央支持構造56を通過するときにピットガントリー74
及び複数の表面処理支持構造アセンブリアレイ77に対して間隙を提供するように構成され
る。その上、オーバーヘッドガントリー62及び複数の表面処理支持構造アセンブリアレイ
77は、これらが胴体24の外形表面48に沿って移動するときにビークル中央支持構造56との
干渉を避けるように配置されて位置決めされる。
【００２３】
　図5を参照すると、例示的な表面処理支持構造アセンブリ60の拡大部分が示されている
。表面処理支持構造アセンブリ60は、9つの基部構造86を含む基部構造アレイ88を形成す
るために互いに動作可能に結合される複数の基部構造86を含む。しかしながら、代替的な
数の基部構造86も可能である。追加的に、表面処理支持構造アセンブリ60は、第1のアー
ム端部92において基部構造アレイ88に結合され且つ第2のアーム端部94において取付支柱6
4に結合される少なくとも2つの取付アーム90を含む。いくつかの実施形態において、取付
アームアクチュエーター95は、少なくとも第1の位置（すなわち、第1の湾曲部）と第2の
位置（すなわち、第2の湾曲部）との間で基部構造アレイ88を操作するために取付アーム9
0が調整されるか又は別様に連接されるように、第2のアーム端部94及び取付支柱64に動作
可能に結合される。例えば、図5において、取付アーム90は、各取付アーム90の第1のアー
ム端部92が互いに離間して広がるように調整され、その結果、基部構造アレイ88が展開位
置にあり且つV字状構成で配設される。しかしながら、基部構造アレイ88の他の形状及び
配置も可能である。追加的に、図5には2つの取付アーム90が図示されているが、複数の基
部構造86を支持し連接するために代替数及び代替構成の取付アーム90が可能であることが
理解される。
【００２４】
その上、取付アーム90の各々は、第1のアーム端部92における第1の回転継手96と、第2の
アーム端部94における第2の回転継手98とを含む。いくつかの実施形態において、取付ア
ーム90の各々はアーム長手方向軸線100を有し、第1の回転継手96の各々は第1の継手軸線1
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02を有し、且つ第2の回転継手98の各々は第2の継手軸線104を有する。結果として、表面
処理支持構造アセンブリ60は、外形表面48若しくは胴体24、又はビークル20の他の構成要
素（図1）に沿って遭遇する様々な表面幾何学形状又は輪郭（すなわち、拡径部／縮径部
及び凸面／凹面）と一致してこれらに追従するように、複数の軸線を中心に調整可能とさ
れる。例えば、いくつかの実施形態において、第1の継手軸線102は、胴体24及びビークル
20の他のかかる構成要素の外形表面48に対して複数の基部構造86を調整するために第1の
回転継手96がアーム長手方向軸線100と第1の継手軸線102との両方を中心に回転するよう
にアーム長手方向軸線100に直交する向きに配置される。追加的に、第2の回転継手98は、
基部構造アレイ88が外形表面48に対して適切な向き（すなわち、垂直な向き）を維持する
ように表面処理支持構造アセンブリ60が少なくとも第1の位置と第2の位置との間で調整可
能となるように複数の基部構造86を更に調整し位置決めするためにアーム長手方向軸線10
0及び第2の継手軸線104を中心に回転する。
【００２５】
　更に、基部構造アレイ88に含まれる複数の基部構造86の各々は、外形表面48に対して基
部構造86の各々を個別に調整するための1つ又は複数の調整装置を有するように構成され
る。例えば、各基部構造86は、基部構造アレイ88の基部構造86の各々が外形表面48に対し
て適切な位置決め（すなわち、垂直な向き及び距離）を維持するように個別に調整可能で
ある。図6に図示するように、引き続き図5を参照するに、基部構造86の各々は、互いに動
作可能に結合されるとともに、長手方向スロット108又は各基部構造86の一部分に沿って
形成された他のかかる開口により画定された基部構造長手方向軸線106に沿って摺動する
ように構成される。追加的に、各基部構造86は、限定されるものではないが、リニアアク
チュエーター、ラジアルアクチュエーター、又は任意の他の既知のかかる作動装置などの
、少なくとも1つの基部構造アクチュエーター110を有するように構成される。非限定的な
一例において、各基部構造86は、基部構造長手方向軸線106に沿って各基部構造86を摺動
させるように、基部構造長手方向軸線106を中心に各基部構造86を回転させるように、又
は基部構造86の他のかかる作動のために構成された複数の基部構造アクチュエーター110
を含む。例えば、複数の基部構造アクチュエーター110の少なくとも1つは、基部構造アレ
イ88を展開させる及び／又は折り畳むために表面処理支持構造アセンブリ60が少なくとも
第1の位置と第2の位置との間に連接される場合に複数の各基部構造86を摺動させるリニア
アクチュエーター装置として構成される。更に、複数の基部構造アクチュエーター110の
少なくとも1つは、基部構造枢支点112を中心に回転するように構成された回転アクチュエ
ーターとして構成される。いくつかの実施形態において、各基部構造86は、胴体24又はビ
ークル20の他の構成要素の外形表面48に対して各基部構造86の適切な距離及び垂直な向き
を維持するために、外形表面48の凹凸形状に基づいて回転作動させられる。
【００２６】
　表面処理支持構造アセンブリ60及び個々の各基部構造86の作動及び調整は、外形表面48
に沿って遭遇する複雑な幾何学形状及び外形に対する多様な弾性応答を可能にする。更に
図5に示すように、表面処理支持構造アセンブリ60のいくつかの実施形態は、基部構造86
の各々に装着されるか又は別様に結合される少なくとも1つのセンサー114を含む。センサ
ー114は、表面輪郭及び外形表面48を走査して表面輪郭のデータ及び外形表面48の他のか
かるデータを収集するように構成され、且つ収集されたデータは、表面処理支持構造アセ
ンブリ60の作動及び調整に使用される。限定されるものではないが、視覚センサー（すな
わち、カメラ）、レーザー走査型の凹凸形状／表面高度検知センサー（すなわち、LIDAR
）、及び他のかかる表面計測センサーなどの、センサー114は、基部構造86の各々が外形
表面48に対して垂直な向き及び距離を維持するように、外形表面48の凹凸形状及び他の幾
何学形状を走査し監視するように構成される。その上、複数の表面処理支持構造アセンブ
リ60の連続的な作動及び調整は、外形表面48を処理するのに必要とされる時間量を低減す
るのみならず、表面処理層51を施す上での精度の向上をもたらす。
【００２７】
　再び図4を参照すると、複数の表面処理支持構造アセンブリアレイ77が、オーバーヘッ
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ドガントリー62及びピットガントリー74に取り付けられた状態で示されている。いくつか
の実施形態において、複数の基部構造アレイ88を含む、表面処理支持構造アセンブリアレ
イ77は、胴体24の外形表面48を処理するように構成される。その上、個々の各基部構造86
は、限定されるものではないが、研磨リング、塗料ノズル、インクジェットプリントヘッ
ド、乾燥／硬化及び検査リング、ヒーター、UVエミッター、並びに他の既知のアプリケー
ターヘッドなどの少なくとも1つの表面処理アプリケーターヘッド116を保持し位置決めす
るようになされる。更に、いくつかの実施形態において、各表面処理アプリケーターヘッ
ド116及び基部構造86は、個々の基部構造86に取り付けられる表面処理アプリケーターヘ
ッド116のタイプが所望の表面処理によって決まるように交換可能に構成される。
【００２８】
　例えば、外形表面48を洗浄し研磨するために、各基部構造86に取り付けられる表面処理
アプリケーターヘッド116は研磨リングであり、その一方で、プライマー、接着促進剤、
ベースコート、及び／又はクリアコート層を外形表面48に施すために、各基部構造86に取
り付けられる表面処理アプリケーターヘッド116は塗料ノズルである。更に、外形表面48
に装飾的塗装コーティングを施すために、各基部構造86に取り付けられる表面処理アプリ
ケーターヘッド116はインクジェットプリントヘッドであり、且つ外形表面48を乾燥／硬
化させ外形表面48に沿って表面処理を検査するために、各基部構造86に取り付けられる表
面処理アプリケーターヘッド116は乾燥／硬化及び検査リングである。研磨リング、塗料
ノズル、インクジェットプリントヘッド、並びに乾燥／硬化及び検査リング、ヒーター、
UVエミッター、及び他の既知のアプリケーターヘッドが、基部構造アレイ88に装着される
か又は別様に取り付けられる表面処理アプリケーターヘッド116の非限定的な例であるこ
とが理解される。他の既知の表面処理アプリケーターヘッド116は、所望の作業を完了す
るために複数の表面処理支持構造アセンブリ60により使用される。更に、いくつかの実施
形態において、複数の表面処理支持構造アセンブリアレイ77及び／又は基部構造アレイ88
は、種々の表面処理（すなわち、洗浄、研磨、下塗り、塗装、保護、硬化、検査、又は修
理）のために組み立てられ、且つこれらアレイは、個々の表面処理アプリケーターヘッド
116の代わりに、所望の表面処理に応じて交換される。いくつかの実施形態において、表
面処理層51は、単一の表面コーティングで構成され、且つ外形表面48に沿った1回の通過
で供給される。しかしながら、外形表面48に沿って表面処理層51を施すために、必要に応
じて、追加回数の通過が実施される。非限定的な一例において、複数の表面処理支持構造
アセンブリアレイ77は、表面処理層51を形成するために組み合わされる複数の処理及びコ
ーティングを外形表面48に施すように構成される。表面処理支持構造アセンブリアレイ77
及び選択された表面処理アプリケーターヘッド116は、胴体24の外形表面48に沿って1つの
処理又はコーティングを1回で行う。結果として、表面処理支持構造アセンブリ60は、表
面処理層51
を構成する複数のコーティングの各々を供給するために1回以上通過する。代替的に、2つ
以上の表面処理支持構造アセンブリ60は、2つ以上の表面処理支持構造アセンブリ60の各
々が表面処理層51を構成する複数のコーティングを供給するために胴体24の外形表面48に
沿って移動するときに各々単一のコーティングを施すように構成される。
【００２９】
　引き続き図2～図6を参照するに、図7は、オーバーヘッドガントリー62、ピットガント
リー74及び少なくとも1つの表面処理支持構造アセンブリ60を動作させるように構成され
る制御及び通信システム118の概略図を図示している。制御及び通信システム118は、コン
トローラー120と、コントローラー120に通信可能に結合される入力／出力端末122とで構
成される。更に、コントローラー120は、オーバーヘッドガントリー62、ピットガントリ
ー74、及び表面処理支持構造アセンブリ60の動きを制御するようにプログラムされる。追
加的又は代替的に、表面処理支持構造アセンブリ60は、作業領域50を動き回るように構成
された1つ又は複数のAGV52に取り付けられる。このような場合、コントローラー120は、A
GV52、表面処理支持構造アセンブリ60及び任意の他のかかる構成要素の動きを制御するよ
うにプログラムされる。更に、コントローラー120は、基部構造アレイ88の各基部構造86
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及び複数の表面処理アプリケーターヘッド116の位置を監視し調整するようにプログラム
される。いくつかの実施形態において、コントローラー120及び入力／出力端末122は、作
業領域50（図2）から遠く離れて位置する。結果として、コントローラー120、入力／出力
端末122、表面処理支持構造アセンブリ60、並びに制御及び通信システム118の他のかかる
構成要素の間の通信は、無線周波数ネットワーク、コンピューターデータネットワーク、
Wi－Fiデータネットワーク、セルラーデータネットワーク、衛星データネットワーク、又
は任意の他の既知のデータ通信ネットワークを使用して確立される。代替的に、コントロ
ーラー120及び入力／出力端末122は、作業領域50（図2）に近接して位置するように且つ
表面処理支持構造アセンブリ60に隣接する位置に設置されるように構成される。近接して
位置する構成において、コントローラー120及び入力／出力端末122はやはり、無線周波数
ネットワーク、コンピューターデータネットワーク、Wi－Fiデータネットワーク、セルラ
ーデータネットワーク、衛星データネットワーク、又は任意の他の既知の通信ネットワー
クを使用して通信するように構成される。
【００３０】
　作業者、監督者、又は他の関係者などの、制御及び通信システム118の使用者は、入力
／出力端末122を使用してコントローラー120にアクセスすることができる。いくつかの実
施形態において、入力／出力端末122は、キーボード、マウス、ダイヤル、ボタン、タッ
チスクリーン、マイクロフォン、又は他の既知の入力装置を通じてコマンド及び他の命令
が入力されることを可能にする。更に、制御及び通信システム118並びにコントローラー1
20により生成されたデータ及び他の情報は、モニター、タッチスクリーン、スピーカー、
プリンター、又は使用者のための他の既知の出力装置を通じて入力／出力端末122に出力
される。いくつかの実施形態において、入力／出力端末122は、有線接続によりコントロ
ーラー120に通信可能に結合される。代替的に、入力／出力端末122は、ブルートゥース(
登録商標)、近距離無線通信、無線周波数ネットワーク、コンピューターデータネットワ
ーク、Wi－Fiデータネットワーク、セルラーデータネットワーク、衛星データネットワー
ク、又は任意の他の既知のデータ通信ネットワークなどの無線通信ネットワークを通じて
コントローラー120に通信可能に結合される。いくつかの実施形態において、入力／出力
端末122は、タブレット型コンピューター、スマートフォン装置、又は他のかかるモバイ
ル装置などの、可搬型モバイル装置であり、且つ可搬型モバイル装置は、コントローラー
120に無線で結合される。結果として、制御及び通信システム118の1人又は複数の使用者
は、コントローラー120にアクセスすることができ、各使用者は、コントローラー120及び
／又は表面処理支持構造アセンブリ60から離れた場所に位置する異なる可搬型入力／出力
端末122を有する。このような構成は、胴体24の外形表面48の処理の際に制御システム及
び通信システム118を監視し動作させる上での融通性を実現する。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、制御及び通信システム118のコントローラー120は、使用
者が表面処理支持構造アセンブリ60を導き且つ制御することを可能にする制御機構及び／
又はソフトウェアを実行することが可能である1つ又は複数の計算装置で構成される。コ
ントローラー120の1つ又は複数の計算装置は、胴体24の外形表面48に沿って少なくとも1
つの表面処理支持構造アセンブリ60を移動させ且つ位置決めするために、オーバーヘッド
ガントリー62、ピットガントリー74、表面処理AGV52、又は他の移動装置の動きを制御す
るようにプログラムされる。更に、コントローラー120の1つ又は複数の計算装置は、外形
表面48に対して表面処理支持構造アセンブリ60を適切に位置決めするために、表面処理支
持構造アセンブリ60の作動及び調整を制御するようにプログラムされる。制御及び通信シ
ステム118の例示的な一用途において、使用者は、外形表面48に沿って表面処理層51又は
他のかかる処理を施しながら表面処理支持構造アセンブリ60が従うパターン又は工程をプ
ログラムするために、コントローラー120及び入力／出力端末122を使用することができる
。更に、通信ネットワークを使用してコントローラー120と入力／出力端末122と表面処理
支持構造アセンブリ60とを通信可能に結合することにより、コントローラー120により送
られたコマンドが表面処理支持構造アセンブリ60により受信され且つ表面処理支持構造ア



(13) JP 2018-94547 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

センブリ60により収集されたデータがコントローラー120に送られてコントローラー120に
より受信されるような双方向通信が可能となる。
【００３２】
　実施形態において、限定されるものではないが、視覚センサー（すなわち、カメラ）、
レーザー走査型の凹凸形状／表面高度検知センサー（すなわち、LIDAR）、及び他のかか
る表面計測センサーなどの、少なくとも1つのセンサー114は、表面処理支持構造アセンブ
リ60に組み込まれるとともに、コントローラー120及び入力／出力端末122に通信可能に結
合される。いくつかの実施形態において、表面処理支持構造アセンブリ60の各基部構造86
は、外形表面48の表面凹凸形状及び他の幾何学形状を走査し監視するように構成されたセ
ンサー114を含む。センサー114により収集されたデータは、コントローラー120に送信さ
れてコントローラー120により利用される。更に、コントローラー120は、複数のセンサー
114により収集されたデータを記憶し、解析し、これらデータから情報を抽出し、且つ個
々の基部構造86のみならず表面処理支持構造アセンブリ60を制御し調整するために抽出さ
れた情報を使用する。
【００３３】
　更に、少なくとも1つのセンサー114及びコントローラー120が動作可能に結合され、こ
のことにより、限定されるものではないが、胴体24の湾曲部の変化を検出する、外形表面
48の画像及び視覚データを収集する、外形表面48の凹凸形状図及び表面輪郭を提供する、
表面処理支持構造アセンブリ60の位置決め及び位置データを提供する、並びに少なくとも
1つのセンサー114により収集された任意の他のかかる表面データを提供するなど、外形表
面48に関するデータを収集するために、センサー114及びコントローラー120が協働できる
ようなる。そして、収集されたデータは、コントローラー120の制御機構及び／又はソフ
トウェアが、オーバーヘッドガントリー62、ピットガントリー74、表面処理支持構造アセ
ンブリ60、個々の基部構造86、及び他のかかる構成要素の制御及び動作の調整を行うため
にデータを利用できるように、少なくとも1つのセンサー114により送信されてコントロー
ラー120により受信される。追加的に、使用者は、入力／出力端末122における少なくとも
1つのセンサー114により収集されたデータを確認することができ、且つ必要であれば、コ
ントローラー120から、オーバーヘッドガントリー62、ピットガントリー74、表面処理支
持構造アセンブリ60、個々の基部構造86、及び他のかかる構成要素に送られた制御コマン
ドの調整を行うことができる。いくつかの実施形態において、制御及び通信システム118
は、表面処理支持構造アセンブリ60と制御及び通信システム118との間に確立された双方
向通信リンクを通じて、オーバーヘッドガントリー62、ピットガントリー74、表面処理支
持構造アセンブリ60、個々の基部構造86、及び他のかかる構成要素のリアルタイム調整を
行うことが可能である。
【００３４】
　ここで図8を参照するとともに、引き続き先の図1～図7を参照するに、表面処理支持構
造アセンブリ60を用いて外形表面48を処理する例示的な表面処理方法又は工程124を図示
するフローチャートが図示されている。表面処理支持構造アセンブリ60を用いて外形表面
48を処理する方法124の第1のブロック126では、胴体24などの、外形表面48を有する構造
を作業領域50内での表面処理のために適所に移動させる。非限定的な一例において、胴体
24は、1つ又は複数のAGV52により作業領域50内に移送され、且つビークル機首支持構造54
、ビークル中央支持構造56、又は他の支持構造へと搬送される。表面処理の際に、胴体24
は、機首支持構造54及びビークル中央支持構造56、1つ又は複数のAGV52、並びに必要とさ
れ得る他の支持構造により支持される。
【００３５】
　非限定的な一例において、表面処理は、外形表面48上の何らかの保護コーティング又は
予め施されたコーティングの除去と、外形表面48の処理すべきでない特定の領域をマスキ
ングすることと、外形表面48を研磨し、洗浄し、且つ乾燥させることと、表面保護コーテ
ィング、接着促進コーティング、プライマーコーティング、ベースコートコーティング、
ゾルゲルコーティング、最上層コーティング、装飾的塗装コーティング、クリアコーティ
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ング、及び／若しくは他の保護コーティング並びに／又は準備処理を施すこととを含む。
更に、外形表面48の処理の開始前に、次のブロック128では、少なくとも1つの表面処理支
持構造アセンブリ60が、作業領域50内に位置決めされるとともに、胴体24の外形表面48に
沿って調整され位置合わせされる。非限定的な一例において、複数の表面処理支持構造ア
センブリ60は、オーバーヘッドガントリー62及び／又はピットガントリー74に取り付けら
れる1つ又は複数の表面処理支持構造アセンブリアレイ77内に配設される。その上、複数
の表面処理支持構造アセンブリアレイ77の調整及び位置合わせの際に、少なくとも1つの
センサー114は、表面処理支持構造アセンブリアレイ77に取り付けられるとともに、外形
表面48を走査して外形表面48の表面凹凸形状データを収集するように構成される。次いで
、表面凹凸形状データ又は外形データセットは、制御及び通信システム118のコントロー
ラー120に送信されてコントローラー120により受信され、且つ外形表面48に対する表面処
理支持構造アセンブリアレイ77のコマンド及び制御パラメータを調整するために利用され
る。
【００３６】
　次のブロック130に従って、外形表面48の何らかの表面処理前に、個々の各基部構造86
のみならず表面処理支持構造アセンブリ60の1つ又は複数の表面処理支持構造アセンブリ
アレイ77が外形表面48に対して適切に調整され位置合わせされることを確認するために、
調整点検が実施される。いくつかの実施形態において、調整点検は、外形表面48と各基部
構造86との間の適切な距離又は隙間の確認を含む。追加的に、調整点検は、各基部構造86
が外形表面48に対して垂直な及び直交する向きにあることを確認する。外形表面48に対し
て表面処理支持構造アセンブリ60の各基部構造86を適切に調整し位置合わせすることがで
きないことにより、表面処理層51が不均一に施されること、又は他のかかる表面処理欠陥
などの、不完全な表面処理がもたらされる。それゆえ、検査が、コントローラー120に入
力され記憶される所定の一連の調整基準を満たさない場合に、表面処理支持構造アセンブ
リ60は、何らかの調整エラーを修正するために1つ又は複数の表面処理支持構造アセンブ
リアレイ77及び各基部構造86の調整を続ける。いくつかの実施形態において、表面処理ア
センブリの操作者又は他の使用者には、調整エラーが通知され、表面処理支持構造アセン
ブリ60の必要な調整及び位置合わせを行うように指示が与えられる。
【００３７】
　表面処理支持構造アセンブリ60が適切に調整され位置合わせされた時点で、次のブロッ
ク132において、表面処理支持構造アセンブリ60が外形表面48の所望の処理を開始する。
いくつかの実施形態において、表面処理支持構造アセンブリ60の基部構造86の各々は、限
定されるものではないが、研磨リング、塗料ノズル、インクジェットプリントヘッド、乾
燥／硬化及び検査リング、ヒーター、UVエミッター、並びに他の既知のアプリケーターヘ
ッドなどの、少なくとも1つの表面処理アプリケーターヘッド116に交換可能に結合される
。表面処理アプリケーターヘッド116は、外形表面48の所望の表面処理に基づいて選択さ
れる。典型的には、表面処理支持構造アセンブリ60は、ビークル20の尾部セクション28に
おいて外形表面48の処理を開始し、胴体24に沿って機首部分46に向かって移動する。代替
的に、表面処理支持構造アセンブリ60は、尾部セクション28と機首部分46との間の中間位
置において位置合わせされ調整され、且つ表面処理支持構造アセンブリ60は、導かれた場
所で外形表面48の表面処理を実施する。
【００３８】
　次のブロック134では、表面処理支持構造アセンブリ60が外形表面48に沿って移動し続
け、且つ少なくとも1つのセンサー114が外形表面48の凹凸形状を走査して外形表面48の凹
凸形状のデータを収集し続ける。いくつかの実施形態において、センサー114により収集
されたデータは、表面処理支持構造アセンブリ60が外形表面48に沿って移動するときに表
面処理支持構造アセンブリ60のリアルタイム調整を行うために、コントローラー120によ
り利用される。例えば、表面処理支持構造アセンブリ60の各基部構造86は、外形表面48に
対する垂直な及び直交する向きを維持するために連続的に調整される。更に、コントロー
ラー120は、表面処理支持構造アセンブリ60が胴体24の外形表面48に沿って移動し続ける
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ときに、少なくとも1つのセンサー114により収集された表面凹凸形状データを解析し続け
る。
【００３９】
　結果として、次のブロック136において、コントローラー120を含む、制御及び通信シス
テム118は、表面処理支持構造アセンブリ60の各基部構造86が、外形表面48に対して適切
に調整され、位置合わせされ、且つ正しい向きに配置されることを確認するために調整点
検を連続的に実施する。いくつかの実施形態において、基部構造86の1つ又は複数が調整
されていない、位置合わせされていない、及び／又は正しい向きに配置されていない場合
に、コントローラー120は、基部構造86の各々を調整又は再調整するために調整制御信号
を表面処理支持構造アセンブリ60に送信する。次のブロック138において、1つ又は複数の
基部構造86が位置合わせされていない状態であると判定された場合には、表面処理支持構
造アセンブリ60は、再調整を実施するために胴体24の外形表面48に沿った移動を停止する
。いくつかの実施形態において、外形表面48を処理する方法124は、表面処理支持構造ア
センブリ60の基部構造86の再調整のためにブロック136に戻る。代替的な実施形態におい
て、表面処理支持構造アセンブリ60は、基部構造86の再調整及び再位置合わせを実施する
ために外形表面48に沿ってより遅いペースで移動する。
【００４０】
　表面処理支持構造アセンブリ60が連続的な調整、位置合わせ、及び配向の点検に合格し
たならば、次のブロック140において、表面処理支持構造アセンブリ60が外形表面48に沿
って移動し続ける。次のブロック142において、表面処理支持構造アセンブリ60が、機首
部分46、又は胴体24に沿った他の所定の停止点に到達したときに、コントローラー120は
、別の表面処理が必要であるかどうかの判定を行う。別の処理が必要である場合に、非例
示的な一例では、外形表面48を処理する方法124がブロック128に戻り、且つ適切な表面処
理アプリケーターヘッド116が各基部構造86に結合され、且つ表面処理支持構造アセンブ
リ60が、指定された開始位置（すなわち、機首部分46、尾部セクション28又は代替的な所
定の開始点）に位置決めされるとともに、胴体24の外形表面48に沿って次の表面処理の準
備をする。いくつかの実施形態では、同じ表面処理支持構造アセンブリ60がその後の表面
処理に使用され、且つ表面処理アプリケーターヘッド116が所望の表面処理に応じて交換
される。代替的に、その後の表面処理は、所望の表面処理アプリケーターヘッド116を有
するように構成された1つ又は複数の追加の表面処理支持構造アセンブリ60を使用して外
形表面48に対して実施される。所望の表面処理の全てが外形表面48に対して実施された時
点で、次のブロック144において、表面処理方法124が終了し、胴体24が次の製造又は保守
点検ステップへ移される。
【００４１】
　前述の詳細な説明がある特定の具体的な実施形態に関して与えられ提供されているが、
本開示の範囲がかかる実施形態に限定されるべきではなく、これら実施形態が単に実施可
能性及び最良の形態のために提供されていることを理解されたい。本開示の広さ及び精神
は、本明細書に添付された特許請求の範囲に具体的に開示され且つ包含される実施形態よ
りも広いものである。その上、いくつかの特徴がある特定の実施形態と併せて説明されて
いるが、これらの特徴は、これらが説明される実施形態のみでの使用に限定されるもので
はなく、代替実施形態と併せて開示される他の特徴と一緒に又はこれら他の特徴とは別々
に使用されてもよい。
【符号の説明】
【００４２】
　　20　ビークル
　　22　機体
　　24　胴体
　　26　翼部
　　28　尾部セクション
　　30　推進ユニット
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　　32　フラップ
　　34　前縁装置
　　36　周縁装置
　　38　エレベーター
　　40　方向舵
　　42　垂直安定翼
　　44　水平安定板
　　46　機首部分
　　48　外形表面
　　50　作業領域
　　51　表面処理層
　　52　無人搬送車（AGV）
　　54　ビークル機首支持構造
　　56　ビークル中央支持構造
　　57　床
　　58　ビークル支持構造レール
　　60　表面処理支持構造アセンブリ
　　62　オーバーヘッドガントリー
　　64　取付支柱
　　66　表面処理支持アセンブリAGV
　　68　表面処理AGVレール
　　72　床ピット
　　74　ピットガントリー
　　76　取付点
　　77　表面処理支持構造アセンブリアレイ
　　78　水平部分
　　80　垂直部分
　　82　高さ
　　84　領域
　　86　基部構造
　　88　基部構造アレイ
　　90　取付アーム
　　92　第1のアーム端部
　　94　第2のアーム端部
　　95　取付アームアクチュエーター
　　96　第1の回転継手
　　98　第2の回転継手
　　100　アーム長手方向軸線
　　102　第1の継手軸線
　　104　第2の継手軸線
　　106　基部構造長手方向軸線
　　108　長手方向スロット
　　110　基部構造アクチュエーター
　　112　基部構造枢支点
　　114　センサー
　　116　表面処理アプリケーターヘッド
　　118　制御及び通信システム
　　120　コントローラー
　　122　入力／出力端末
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